Ministére
de la Culture et
des Communications

Québec

Secrétariat général et bureau de la sous-ministre

PAR COURRIEL

Québec, le 31 janvier 2024

Numéro de dossier : 2401014-368
Madame,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d’acces recue en date du
16 janvier 2024 visant a obtenir copie de toutes photographies effectuées
dans le cadre de I'Evaluation patrimoniale du Musée d’art Expo 67 : 2190,
avenue Pierre-Dupuy. |l s’agit d'images de I'extérieur et de lintérieur de
'immeuble capturées par le ministére de la Culture et des Communications
au cours de visites sur le site depuis 2019-10-15.

Nous avons procédé a I'examen de votre demande. Vous trouverez jointes a
la présente lettre des copies des documents visés que nous détenons et qui
peuvent vous étre communiqués.

Toutefois, conformément a l'article 14 de la Loi sur I'accés aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(L.R.Q., c. A-2.1), ci-aprés Loi sur I'acces, certaines parties de documents ne
vous sont pas communiqués parce qu’ils contiennent des renseignements qui
sont visés par certaines restrictions prévues a la Loi sur 'accés. Nous nous
appuyons pour ce faire sur les articles suivants :

« L’article 53 qui précise que les renseignements personnels sont
confidentiels.

« L’article 54 qui précise que dans un document, sont personnels les
renseignements qui concernent une personne physique et qui
permettent directement ou indirectement de l'identifier.
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Conformément aux articles 51 et 135 de la Loi sur I'accés, nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision aupres de
la Commission d’accés a l'information. Vous trouverez ci-jointe une note
explicative a ce sujet.

Nous vous prions d’agréer, Madame, nos meilleures salutations.

L’équipe de I'accés aux documents
et de la protection des renseignements personnels,

P-J.





